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Zarko Lazi¢ je rodjen 1959. godine u Beogradu, Srbija. Diplomirao je 1984. godine na Elektrotehni¢kom
fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Tehnicka fizika. AngaZovan je u oblastima planarne tehnologije i
poluprovodnicki senzori, u razvoju i metodama karakterizacije poluprovodnickih naprava. Objavio je preko 40
radova, od toga 5 u medunarodnim ¢asopisima. Radi kao rukovodilac laboratorije za planarnu tehnologiju.

Dizajn i izrada komercijalnih senzora pritiska SP-6 i SP-12 koji su montirani u nekoliko postrojenja
Elektroprivrede Srbije (EPS), vodovoda i Srbijagasa.
Dizajn i izrada funkcionalnih modela aktuatora na bazi promene faze.
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